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１．概要（Summary） 

反強磁性体単結晶試料 Mn3Sn のマイクロデバイス加

工には、結晶性の確認が重要となる。今回、FIB による試

料表面の Ga イオン照射ダメージを TEM イメージならび

に、試料の結晶性を X線構造解析で確認を行った。 

   

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

集束イオンビーム加工観察装置（FIB）及びイオンコー

ター（FIB付帯装置） 

【実験方法】 

単結晶試料Mn3Sn を東京大学物性研究所の FIBに

て加工を行い Ga ダメージ層の確認を行う。産業技術総

合研究所で加工表面に垂直（c 軸方向）に約 100 nm 厚

のWデポジッションを行いTEM観測用の FIB加工を行

った。今回、FIBによる加工表面を加工するため、物性研

究所の TEM 装置にて TEM イメージならびに X 線回折

による観測を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

(1) FIB加工表面の断面図を Fig. 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Picture of TEM image. Ga damage layer 

of 30 nm (white band) are observed 

between W deposition and Mn3Sn layer. 

 

 

 

この断面 TEMでMn3Snの試料層とWデポジ

ッションとの間で 30 nmの厚さの Gaダメージ層が

確認された。 

 

(2) また、Fig. 2では六方晶を反映した単結晶 X線イ

メージを確認できた。こちらは非常にきれいな X線

回折実験が見えており試料の純度には問題ないと

思われる。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  X-ray image of the single crystal Mn3Sn. 

(0001)  plane for hexagonal phase of 

Mn3Sn can be observed in the image. 
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